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審 査 の 結 果 の 要 旨 

 

反応性スパッタリング法によりアモルファス窒化炭素薄膜を形成するとともに、

その特異な電気特性を利用した小型圧力センサーへの応用を検討した論文である。

本法において形成されたアモルファス窒化炭素薄膜は窒化率が低く窒素ドープの

アモルファス炭素膜とも呼べるレベルではあるため、アモルファス窒化炭素の一

般的物性とはいえないが、その電気抵抗率が測定雰囲気圧力に依存して変化する

現象を初めて見いだしている。この現象に関して、雰囲気ガス種依存性、ガス圧

依存性、繰り返し特性など、詳細に測定を行っている。この結果、この現象が、

論文中にて定義されたガス感度が Langmuir の吸着等温式に良く一致することか

ら、薄膜表面にガス分子が物理吸着によって引き起こされることを明らかにして

いる。  

 また、電気伝導経路や物理吸着サイトを明らかにすることも試みている。本法

において形成されたアモルファス窒化炭素薄膜は、基板に垂直な数 nm 径のワイ

ヤーが何本もバンドルされた数十～100nm 柱状塊の集合体である。堆積条件を変

えることにより、他の物性値を殆ど変化させることなく、この柱状塊の直径を変

化させることが可能である。このようにして形成した柱状塊の直径の異なる試料

を用いて同様の電気特性評価を行うことにより、電気伝導経路は柱状塊の界面で

あり、物理吸着サイトが柱状塊内部に存在するダングリングボンド周辺であると

推測し、電気抵抗率変化のモデルを提案している。数多くの測定を行っているも

のの、提案した電気抵抗率変化のモデルとは全ての測定結果が必ずしも整合して

いないと思われるが、定性的にはモデルの妥当性が示されている。  



 以上により，本研究では、アモルファス窒化炭素の電気抵抗率が測定雰囲気

圧力に依存して変化する現象を初めて見いだし、その電気抵抗率変化のモデルを

推測した。これは，アモルファス窒化炭素を小型圧力センサーとして応用する可

能性を示すものであり、今後のアモルファス窒化炭素研究において大きな意義を

有するものである。よって，学術的価値は高く博士（工学）として合格と判断し

た。  


